面板檢測技術及設備開發
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利用反射式光學取像系統開發面板檢測技術，使用改良定位與模板比對演算法，將經過反射式光學取像系統之影像加以處理，可檢出缺陷（crack、短路、雜質等），其精度可達1μm，而其運算速度可以達到100 Mbytes/sec。
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